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Die Verwendung von Feldern (Streifen) von verschiedener Lichtdutchliissigkeit zur Bestimmuong
der richtigen Koplerzelt fir Entwicklungspapiere und chromierte Schichten ist in der Photowaphle
seit Langem iiblich: die anf diesem Prinzip bervhenden, gewohnlich als Photometer bezeichneten Vor
1‘iehtungen werden in der Weise gebraucht, daf ein Probestreilen unter deg abgestuften Feldern von

b verschiedener fiir jedes Feld bekannter Lichtdurchliiesigkeit in der Weise belichtet wird, daf das Photo-
meter zwischen Lichtquelle wund Negativ geschaltet wird, Dor Prokestreifen wird entwickelt und das
am giinstigsten aussehende Feld anfgesucht. Da man die Lichtdurchlissigkeit jedes Feldes kennt, weils
man, um wieviel die fiir den Pruhestreifen gewihlte Belichtunpszeit zu verkiirzen ist, um dasselbe Er-
gehmis ohne Einsehaltang des Photometers zu erhalten, Die gefundenv Zeit wendet man Fir die Be-

10 lichtung des ganzen Negativs an.

Die vou derartigen Belichtungsmessern gelieferten Resultate sind jedoch vielfach unsicher wmd
nicht leicht zu beurteilen, u. zw. hauptsiichlich aus folgenden Griiden:

Um beurteilen zu kénnen, ob eines der Felder des Photostreifens so riehtig helichtet ist, daf man
durch Anwendung dieser Expositionszelt auf das ganze Negativ ein vollkommen mufriedenstellendes

15 Resultat erlangt, ist es erforderlich, dab dieses Feld in cin Gebiet des Negativs 5illt, das fir das Gesamt-
bild charakteristisch ist und welehes selbst entsprechende Zeichnung und Kontraste enthdlt. Dies 1aBt
sich micht willkiitlich regeln, da man bei unbekanuter Belichtungszeit nieht im voraus weil, welches
Feld richtig erscheinen wird, Fillt die richtige Belichtungszeit z. B. in ein Feld ohne Zeichnung (Himmel,
Wasser) oder in eine liefdunkle Schattenstelle, =0 st mif seiner Hilfe die ticfere Pestimmung der Gesamts

20 belichtungszeit nicht mégiich.

Diesem empfindlichen {"belstand hilft die nachtolgend beschriebene Anordnung ab: Es werden
zwei vollstindig gleiche Systeme von Teldern mit abgestufter oder verlaufender Lichtdurehlissiykeit
hergestellt nnd gegenldufiz so angeordnet, dah an beiden Enden das heliste neben dem dunkelsten Feld
steht; das eine System wird also um 180" gedveht neben das andere gesetzt. Wenn ein Lichtmesser von

25 dieser Anordnung in der oben geschilderten Weise angewendet wird, so ist die Auffindung des richtigen,
fiv die Gesamtexposition malBzebenden Feldes sichergestellt, denn dic gleichartie exponierten Felder
heider Systeme falien in ganz verschiedene (rebiete des Negative, AuBerdem wird die Beurteilung dadurch
wesentlich erleichtert, ddﬁ jedes Feld zweifach an vmceluedanen Stellen des Negativs varkemmt,

Ein weiterer Uhelstand bei den hisherigen Streifenphotometern Hegt in der Art ihrer Abstufung.

30 Diese kann aus praktischen Gritnden nur so vorgenommen werden, dolj die Felder in ihrer Lichtdurch
iasmgkem in arithmetischer oder in geometrischer Progression mit dem Takfor # fortschreiten, sich alse
in ibrer Transparenz verhalten wie 2 2, 188 wsw. oder wie 2:4:8:76 nsw. Tm ersten Falle sind wewen
der geringen Spammungen die Abstufungen viel zu zahlreich, untereinander zu wenig verschieden. Um
die in Frage kommenden Belichtungsspiclriume zu beherrschen, miifite dax Instrument eine fir die

b praktische Anwendumg hinderliche Tinge haben, du die Felder wegen der Beurteilungsmaglichkeit nicht
z2it schmal sein diizfen,

Im zweiten Falle sind die Belichtungsabstinde zwischen zwei Feldern sehr bedeutend und es
kommt oft vor, daB die richtige Belichtung zwischen zwei Feldern legt.

Diesern Tihelstand kann bei der beschlwbmen gecenddnfizen Anordming der Felder Teicht begeonet

40 werden, indem die Felder der beiden Systeme so gewithlt werden, daB das eine System die relativen



Belichtungszeiten 2:4:8:16 usw. und das gegenliufige System die Belichtungszeiten 3:6:12:24 usw,
reprisentiert, Hiedureh ist mit Hilfe der gegenlaufigen Anordnung auch die Frage der richtizen Abstufung
der Felder geldst.
PATENT-ANSPRUCH:
Photographiseher Belichtnrgsmesser, gekennzeichuet dadurch, daB zwei Systeme von Feldern
-5 von versehiedener abgestufter oder verlaufender Lichtdurchlissigheit in der Weise gegenliinfig angeordnet
werden, dalB je das hellste und das dunkelste Feld nebeneinander legen.
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